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(57) Abstract: A carrying apparatus (100) for carrying a microelectromechanical (MEMS) sensor (200) has a carrier platform (110)
which is suitable for carrying the MEMS sensor (200), and a coupling structure (120) which has individual, macroscopic springs (130),
connected to the carrier platform (110), and which is suitable for being connected to a housing structure (300), wherein the housing
structure (300) is suitable for enclosing the carrying apparatus (100) and the MEMS sensor (200) carried by said carrying apparatus.

(57) Zusammenfassung: Eine Tragevorrichtung (100) zum Tragen eines mikro-clektromechanischen (MEMS) Sensors (200) weist
eine Tragerplattform (110), die geeignet ist, den MEMS-Sensor (200) zu tragen, und eine Kopplungsstruktur (120) auf, die einzelne,
makroskopische und mit der Tragerplattform (110) verbundene Federn (130) aufweist, und die geeignet ist, mit einer Gehdusestruktur
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(300) verbunden zu werden, wobei die Gehéusestruktur (300) geeignet ist, die Tragevorrichtung (100) und den von dieser getragenen
MEMS-Sensor (200) zu umgeben.




